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摘要(译)

一种磁声显微成像方法，对置于静磁场中的导电目标成像体施加脉冲激
励，在导电目标成像体中产生感应涡流，感应涡流和静磁场共同作用产
生洛伦兹力，导致成像体内质点的振动而产生超声信号；在声透镜的焦
平面上采用阵列超声探头接收导电目标成像体内各个质点的超声信号的
像信号，把接收到的导电目标成像体内各质点的像信号进行成像，则各
质点像信号正比于导电目标成像体内对应点的洛仑兹力散度，根据阵列
超声探头检测到的超声信号的像信号，便可得到导电目标成像体的洛伦
兹力散度图像或根据电流密度旋度的重建图像。应用本发明成像方法的
磁声显微成像系统，包括同步触发及控制模块（1）、激励源、成像系统
和微弱信号检测系统。
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